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研究成果の概要（和文）：半導体製造装置に使用される部品に付着している微粒子の除去は、半導体製造にとって重要
な技術である。本研究では、静電気力を利用して微粒子を誘電体フィルムに付着させて回収する清浄化技術の基礎特性
を評価した。異物が付着した模擬試料として、ガラス球（直径２μm以上）をシリコンウエハ表面上に付着させたもの
を作成した。試料にポリエチレンおよびポリ塩化ビニルフィルムをかぶせ、その上にシリコン電極を置き、試料と電極
間に所定の高電圧を印加する。高電圧を切断した後にフィルムを剥がすと、微粒子がフィルムに付着して回収される。
５回の繰り返し除去操作で、２μm以上の微粒子の約８０％以上を除去することができた。

研究成果の概要（英文）：Removal of fine particles adhering to the surfaces of semiconductor device compone
nts is a key process for the semiconductor industry. The purpose of this study is to develop a new method 
for removing such particles using electrostatic force. An upper silicon electrode and a dielectric film of
 a material such as polyethylene or polyvinylchloride were placed on a lower Si electrode, to which glass 
spheres with diameters greater than 2 um were adhered, and a high voltage was applied to the two Si electr
odes for 60 s. The glass spheres were adhered to the dielectric film and were removed from the Si substrat
e. The removal process was repeated several times, and a high removal rate of about 80% was obtained after
 the fifth iteration.
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を観察した結果、
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(2)付着ガラス球の除去には、フィルムとガ
ラス球が直接接触することが必要であり、1
回目の除去試験では、大きなガラス球のみが
除去され、小さなガラス球は 2回目以降の除
去試験で除去される。 
(3)5 回程度の除去試験を繰り返すことで、
80％以上の除去率が得られた。 
(4)誘電体フィルムとしては、付着力の大き
い PVC フィルムが適している。 
 
 今後の課題として、(1)1μm 以下のサブミ
クロン微粒子の除去、(2)部品表面など凹凸
のある表面からの微粒子の除去、(3)実際の
微粒子のような不定形微粒子の除去、(4)除
去装置のシステム化と除去プロセスの構築、
などが挙げられる。 
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